® UsTAvV INFORMATIKY

SLOVENSKA AKADEMIA VIED

Pozyvame Vas na

SEMINAR UI SAV,

ktory sa bude konat’' v ramci medziakademickej dohody
medzi SAV a BAV vo Stvrtok 26.11.2015 0 14.00 hod.
v zasadacke ¢. 102

Program:

Prof. Katia Zheleva VUTOVA

Institute of Electronics, Bulgarian Academy of Sciences
Sofia, Bulharsko

Nazov:
Simulacie parametrov procesu elektronovej litografie pre energiu
elektronov 20, 30 a 40 keV

Anotacia

Témou prednasky je simulacia procesu elektronovej litografie a modelovanie  expozicie
elektronovym la¢om. Na simuldciu prieniku elektronov v elektréonovom reziste a podlozke sa
vyuziva Statistickd metdda Monte Carlo. Diskrétne data funkcie rozloZenia energie sa
porovnavaji s analytickou aproximaciou dvomi Gaussovskymi funkciami. Vysledkom simulacii
su proximitné parametre rozptylu elektronov, ktoré sa pouzivaji vo vyrobe elektronickych
obvodov.

TeSime sa na stretnutie s Vami pri Salke kavy alebo ¢aju.

Ing. Ivana Budinska, PhD.
riaditel'ka



